
抵抗加熱蒸着装置 F735

抵 抗 加 熱 蒸 着 装 置 F735 は ,Au、AuZnNi、

AuGeNiを成膜する為の装置です。メイン排気系

はターボ分子ポンプを採用し、蒸発源は抵抗加

熱により構成されています。抵抗加熱機構はボ

リュームによる手動操作またはプログラムコント

ローラによる自動操作を切替スイッチにて切替え

ることが可能です。基板冷却機構も付加されてお

ります。

○到達圧力    7.0×10-5Pa以下※常温・無負荷・脱ガス完了時

○排気速度    大気圧から10分で×10-4Pa台※常温・無負荷・脱ガス時

○真空室径    φ230mm×240mmH 硬質ガラス

○蒸着機構    抵抗加熱方式

   AC電源3極(切替式)・・・金属用

○基板形状    φ4インチ/φ3インチ/φ2インチ1枚を装着可能 

○真空排気系    ドライポンプ：920L/min[50/60Hz]

   ターボ分子ポンプ：1,030L/sec

○真 空 計    コールドカソードピラニ真空計

○操作方法    10インチTFTカラータッチパネル

   自動操作/手動操作/各警報表示

○ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ    電力：三相AC200V 7.25kVA D種接地

   計装エアー：0.5MPa～0.6MPa

   冷却水水温：25℃以下

   水圧：0.2MPaG以下(差圧0.1MPaG以上)

   水質：日本冷凍空調工業会水質管理基準(JRA-GL-02-1994)

   本装置では冷却水循環装置を使用

   接続継手：3/8インチカンタッチ継手

   冷却水循環装置用の冷却水(下記)が必要

    ・冷却水温：5～25℃

    ・圧力範囲：0.3～0.5MPaG(差圧0.3MPaG以上)

    ・冷却水量：15.0L/min以上 

〇設置スペース  装置本体寸法：1,000mmW×1,400mmD×2,000mmH

   制御盤寸法：570mmW×1,000mmD×1,600mmH

抵抗加熱蒸着装置 F735 仕様
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